
Załącznik nr 1

Wymagania i parametry techniczne elipsometru do pomiarów właściwości optycznych i grubości cienkich warstw

	Lp.
	Nazwa parametru
	Wymaganie
	Kolumna do wypełnienia przez oferenta*

	1
	2
	3
	4

	1.
	Typ urządzenia
	
	podać

	2.
	Producent urządzenia
	
	podać

	3.
	Kraj producenta urządzenia
	
	podać

	4.
	Rok produkcji
	2010, fabrycznie nowe.
	potwierdzić

	5.
	Pomiarowy zakres widmowy długości fali
	1. minimum zakresu: 250 nm albo mniej;

2. maksimum zakresu: 850 nm albo więcej.
	podać

podać



	6.
	Goniometr
	1. sterowany komputerowo;
2. zakres kątów 40-90o lub większy z: 
krokiem co najwyżej 5o
i dokładnością 0,05o lub lepszą.
	podać

podać

	7.
	Uchwyt do próbki
	1. pionowy;

2. trzymający próbkę od strony spodniej dzięki podciśnieniu;

3. posiadający regulację położenia co najmniej w osi X i Y oraz kąta nachylenia;

4. zapewniający pomiary elipsometryczne próbek o powierzchni minimum 5 mm x 5 mm;

5. zapewniający pomiary transmisji;

6. wyposażony w przystawkę zapewniającą pomiar elipsometryczny próbek w zakresie temperatur od temperatury pokojowej do 550oC, lub większym.
	potwierdzić

potwierdzić

potwierdzić

potwierdzić

potwierdzić

potwierdzić                     i podać



	8.
	Źródło światła i wiązka
	1. Wiązka padająca na próbkę monochromatyczna.

2. Rozmiary wiązki w punkcie padania na próbkę zapewniające pełnowartościowy pomiar próbek o powierzchni co najmniej     5 mm x 5 mm dla wszystkich długości fali z zakresu widmowego określonego w punkcie  5.
	potwierdzić

potwierdzić

	9.
	Detektor
	1. zapewniający pomiar parametrów elipsometrycznych Ψ i Δ, przy zakresie Δ co najmniej 0-180o;

2. zapewniający pomiar depolaryzacji i anizotropii;

3. wyposażony w układ kontroli osiowości wiązki wpadającej do detektora.
	potwierdzić

potwierdzić

potwierdzić

	10.
	Rozbudowa urządzenia
	Zapewnienie możliwości redukcji rozmiaru plamki do rozmiaru ≤ 500μm.
	potwierdzić

	11.
	Oprogramowanie
	1. wyposażone w narzędzia do budowy i zapisu modeli struktur cienkowarstwowych wykonanych z zadanych materiałów;

2. zapewniające przeprowadzenie symulacji i pomiarów:

- parametrów elipsometrycznych Ψ i Δ, 

- części rzeczywistej i urojonej funkcji dielektrycznej, ε1 i ε2
- współczynników załamania i absorbcji n i κ

dla wszystkich warstw tworzących strukturę cienkowarstwową zadaną w modelu, w pełnym zakresie długości fali podanym w  punkcie 5.

3. zapewniające pomiar grubości każdej z warstw tworzących strukturę cienkowarstwową zadaną w modelu wraz z określeniem błędu pomiarowego;

4. zapewniające pomiar współczynników transmisji i odbicia T i R dla tego samego położenia próbki;

5. zawierające bazę danych  materiałów półprzewodnikowych, dielektrycznych i metali w zakresie odpowiednim do przeprowadzania wyżej opisanych symulacji i pomiarów struktur wymienionych w punkcie 13;

6. zapewniające uwzględnienie fizycznych niedoskonałości międzypowierzchni miedzy warstwami w badanej strukturze takich, jak np. chropowatość ;

7. zapewniające obsługę urządzenia po jego rozbudowie opisanej w punkcie 10. 


	potwierdzić

potwierdzić

potwierdzić

potwierdzić

potwierdzić

potwierdzić

potwierdzić

	12.
	Komputer PC z

monitorem LCD do

obsługi elipsometru
	· procesor: Intel Core 2 Duo, min. 2.33GHz, 4 MB cache, lub równoważny

· pamięć RAM min. 2 GB;

· karta graficzna: min 256 MB;

· dysk twardy: min 160 GB (SATA);

· nagrywarka DVD ± RW (SATA);

· min. 2 porty USB

· system operacyjny Windows;

· monitor LCD min. 20”;

· klawiatura;

· mysz;

· karta sieciowa.


	podać

	13.
	Test akceptacyjny po instalacji                    i uruchomieniu urządzenia               w siedzibie Zamawiającego.
	Dla testu akceptacyjnego próbki testowe dostarczone zostaną przez Zamawiającego. Struktury próbek będą następujące:

1. 200 nm ZnO/Al2O3;

2. 200 nm ZnO/5 nm MgO/Al2O3;

3. 100 nm SiO2/5 nm HfO2/500 nm ZnO/Al2O3;

4. 5 nm HfO2/SiC;
5. 100 nm Si3N4/4 μm GaN/Al2O3.
Test akceptacyjny obejmuje następujące procesy pomiaru

- parametrów Ψ i Δ, 

- części rzeczywistej i urojonej funkcji dielektrycznej, ε1 i ε2
- współczynników załamania i absorpcji n i κ

- grubości

każdej z warstw w strukturach w temperaturze pokojowej oraz analogiczny pomiar dla wybranej struktury w temperaturze 550oC.


	potwierdzić

	14.
	Szkolenie minimum 2 osób w zakresie obsługi urządzenia   w siedzibie Zamawiającego
	zapewnione
	potwierdzić

	15.
	Instrukcja obsługi wraz z instrukcją oprogramowania oraz dokumentację techniczną  w języku polskim lub angielskim
	zapewnione
	potwierdzić           i podać

	16.
	Termin realizacji przedmiotu zamówienia włącznie z instalacją i uruchomieniem 
	Maksymalnie  18 tygodni od daty podpisania umowy.
	podać

	17.
	Dostępność części zamiennych - minimum 10 lat od daty instalacji
	zapewnione
	potwierdzić

	18.
	Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w okresie minimum 5 lat od daty instalacji
	zapewnione
	potwierdzić

	19.
	Zapewnienie serwisu pogwarancyjnego w okresie 10 lat od daty instalacji
	zapewnione
	potwierdzić

	20.
	Zapewnienie wsparcia technicznego w okresie 10 lat od daty instalacji
	zapewnione
	potwierdzić

	21.
	Okres gwarancji 
	Minimalnie 12 miesięcy liczone od daty podpisania protokołu odbioru. 
	potwierdzić           i  podać

	22.
	Warunki instalacji urządzenia
	Załączyć warunki instalacji. 
	podać warunki instalacji


* Nieprecyzyjne i niedokładne wypełnienie kolumny Nr 4 tabeli skutkować będzie odrzuceniem oferty
1
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